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(57) Abstract: The invention relates to methods for analysing at least one deform able object (O) in a liquid suspension, comprising 
the steps: generation of an electric positioning field and positioning of the object (O) in a minimum potential of the positioning Held; 
generation of an electric deformation field in such a way that a deformation force is exerted on the object (O); and detection of at least 
one dielectric, geometric or optical characteristic of said object (O). According to the invention, the positioning field is generated in 
a compartment (12) of a fluidic microsystem (10) and the positioning of the object (O) in a freely suspended state takes place in a 
contactless manner. The invention also relates to measuring apparatus that is used to carry out said method. 
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VerofTentlicht: 

— mit internationalem Recherchenbericht 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkidrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Es werden Verfahren zur Untersuchung von mindestens einem deformierbaren Objekt (0) in einer Sus- 
pensionsfllissigkeit beschrieben, mit den Schritten: Erzeugung eines elektrischen Positionierungs-Feldes und Positionierung des 
Objekts (0) in einem Potentialminimum des Positionierungs-Feldes, Erzeugung eines elektrischen Deformations -Feldes derart, dass 
eine Deformationskraft auf das Objekt (0) ausgeiibt wird, und Detektion von mindestens einer Eigenschaft aus der Gruppe der di- 
elektrischen, geometrischen und optischen Eigenschaften des Objekts (0), wobei das Positionierungs-Feld in einem Kompartiment 
(12) eines fluidischen Mikrosystems (10) erzeugt wird, und die Positionierung des Objekts (0) in frei suspendiertem Zustand bertih- 
rungslos erfolgt. Es werden auch Messapparaturen zur Durchfiihrung dieser Verfahren beschrieben. 



